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超伝導トンネル接合(STJ)アレイX線検出器は、軟X線に対して、半導体X線検出器に
匹敵する効率と波長分散型検出器に匹敵するエネルギー分解能を有している。この
ような高性能なX線検出器と走査電子顕微鏡を組み合わせ[1]、ナノスケールまで集
光された電子プローブを用いた高効率X線発光分光（XES）で、ナノスケール化学
状態分析を可能にする分析装置開発を行っている。
STJアレイX線検出器の軟X線に対する効率は、X線ウィンドウによって大きく決ま
る。X線ウィンドウは、室温の黒体輻射を遮断するために用いられているため、こ
の黒体輻射の影響を調べることで、X線ウィンドウの最適化が可能になる。

実験
Experimental

黒体輻射の影響を低減したSTJアレイの性能を評価するため、このSTJアレイを超伝
導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡（SC-SEM）に搭載し、X線ウィンドウ1枚減
らした影響を評価した。加速電圧10 kVでアルミサンプルを分析した。

結果と考察
Results and Discussion

得られたX線スペクトルを図1に示す。1500eV付近にAl-Kα線と思われるピークを
検出した。1400 eV付近に見られるピークはSTJ検出器で見られるアーティファク
トピークであると思われる。Al-Kα線に対するピークの半値幅は、約25 eVであっ
た。この値は、ウィンドウを1枚減らす前の結果とほぼ同じであった。このことか
ら今回採用した新型のSTJアレイ検出器は、黒体輻射の影響を低減できていると考
えられる。
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